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Studien-/Bachelorarbeit  

Eignung von niedrigschmelzenden Legierungen als 

Sputter-Targets 

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer FEP arbeitet das Institut für 

Festkörperelektronik an der Weiterentwicklung des 

Magnetronsputterverfahrens, um seinen Einsatzbereich in der 

Halbleiterproduktion zu erweitern; von besonderem Interesse sind dabei 

Legierungen des Systems Aluminium-Gallium-Indium-Nitrid. Aufgrund des 

niedrigen Schmelzpunkts der binären Metalllegierungen, die als 

Ausgangsmaterial im Prozess verwendet werden, hat sich dieser Prozess aber 

bisher nicht etablieren können. 

In dieser Arbeit soll die generelle Eignung der binären Metalllegierungen als 

Ausgangsmaterial (Target) für den Sputterprozess untersucht werden. Dies 

umfasst sowohl die Herstellung der Targets als auch deren thermische 

Eigenschaften. 

Bei einer erfolgreichen Umsetzung der Experimente wird eine 

Veröffentlichung der Ergebnisse angestrebt.  

Aufgaben 

 Literaturrecherche zur Legierungsbildung von Aluminium, Gallium und 

Indium sowie den Eigenschaften der Legierungen 

 Herstellung von Legierungsproben und Vorbereitung zur 

Charakterisierung 

 Charakterisierung der Zusammensetzung und des Gefüges 

 Vermessung der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit 

 Simulation des thermischen Verhaltens der Legierungen unter 

Prozessbedingungen 

 Bewertung der Ergebnisse bezüglich der Einsatzmöglichkeiten der 

Legierungen in Sputterprozessen 
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